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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DE LA CONTRACTACIO PER A
L’ADQUISICIO D'UN MICROSCOPI ELECTRONIC DE RASTREIG D’EMISSIO DE
CAMP (FESEM) | MICROANALISIS DE RX PER ALS SERVEIS TECNICS DE
RECERCA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA - Exp. UdG-2023-0012

Microscopi electronic de rastreig d’emissié de camp (FESEM) amb Detector de RX per
separacio d’energies (EDX) configurat per a la obtencié d’imatges d’alta resolucio i
analisi de RX del contingut elemental a la superficie de la mostra.

Caracteristiques técniques

De caire general:

L’equip s’oferira com un sistema absolutament funcional complet, incloent transport,
instal-lacio i la formacié necessaria per al seu maneig. També haura de suportar la
redaccio i publicacié d’informes de resultats, aixi com el diagnostic i control remot de
linstrument, via xarxa.

Documentacio:

Juntament amb I'equip s’hauran de lliurar, en suport digital, els manuals complerts
d’instruccions de maneig, de manteniment preventiu i d’especificacions técniques
d’instal-lacié, aixi com els manuals del programari informatic que es subministri.
Addicionalment es proporcionara, en suport paper, els manuals d’instruccions de
maneig i de manteniment preventiu 'equip.

Requisits técnics obligatoris:

e Microscopi electronic de rastreig d’emissiéo de camp amb cané de catode
calent tipus Schottky.

e Lents d’objectiu lliures de camps magnétics i electroestatics.

Voltatge d’acceleracié minim igual o inferior a 100eV, i maxim igual o superior

a 30keV.

Corrent del feix minim igual o inferior a 10pA i maxim igual o superior a 200nA

Detector d’electrons secundaris SE (Everhart Thornley).

Detector retractil d’electrons retrodispersats BSE.

Detector (dins de la columna) d’electrons SE i BSE per ultra-alta resolucio

(amb resolucié SE igual o superior a 1nm a 15kV).

Detector EDX amb mida de finestra de 60mm? o més gran, i resolucié de

129KEV a la Ka Mn o millor.

Detector retractil d’electrons transmesos STEM.

Plasma-cleaner.

Pressio variable 10-300Pa o millor.

Detector d’electrons secundaris SE per treballar en condicions de baix buit.

Funcié de desacceleracio del feix.

Camera IR interna.

Platina eucéntrica amb 5 eixos motoritzats (X, Y, Z, T, R)

Platina refrigerada de, minim, -45°C

SAl (Sistema d’Alimentacio Ininterrompuda)

Workstation per al processament d’imatges (requisits minims): Processador

multi-core de 64bits i data de comercialitzacid no superior als 2 anys; 32GB
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memoria DIMM DDR4 ampliable fins a 128GB; disc dur SATA3 de 2TB;
targeta grafica compatible amb 4K i 3GB de RAM dedicada GDDRS5; Pantalla
de 27".

(Qualsevol oferta que incompleixi un daquests requisits minims quedara
automaticament exclosa)

Cal incloure la descripcio i caracteristiques detallades dels seqgients elements:

Filament

2. Columna: Rang de voltatge d’acceleracié, rang de magnificacio, rang de corrent
del feix, tipus de lents i tipus de detectors interns.

3. Sistema de buit: Tipus de bombes i de les seves caracteristiques, fent esment
dels elements que el componen, de si la bomba de pre-buit és exempta d’oli o
no, i del nivell buit de treball maxim que pot assolir.

4. Conjunt de detectors:

d’electrons secundaris

d’electrons retro dispersats

“in-lens”

d’electrons secundaris de baix buit

EDX (area de finestra, resolucié a la linia Ka del Mn),
d’electrons transmesos (STEM) i del porta-mostres associat

5. Desacceleracio del feix d’electrons: Cal especificar el rang de desacceleracio

Descripcio del sistema informatic.

e Caracteristiques técniques més rellevants dels ordinadors associats (marca
i model, processador(s), disc/s dur/s, memoria RAM, targetes de
comunicacions i grafica, ports, mida i resolucié del/s monitor/s, etc.)

e Caracteristiques del software de control i software d’analisi (analisi de RX,
analisi de punts, linies, mapes i correccid6 automatica de Dirift, creacio
d'imatges 3D i mosaics.)

e Mecanismes per al suport técnic i I'actualitzacio de software.

e També es tindran en compte en la valoracié de I'oferta que s’hi incloguin
licéncies de programari de tractament i analisi de resultats que permetin
treballar “off line” (amb software instal-lat en PC’s no associats a I'equip).

7. Altres accessoris, caracteristiques de:

la camera interna d’observacio de la cambra.

Plasma-cleaner.

la platina (motoritzacio, eucentricitat, +/- angle maxim d’inclinacio)
la platina refrigerada (temperatura minima i maxima de treball)
SAI/UPS

8. Formacio:

S’haura d’impartir, de forma presencial, en el propi lloc d’instal-lacié de I'equip, amb
una durada suficient com per assolir 'especialitzacio desitjada.

Haura d’anar dirigida als técnics responsables de I'equip amb la finalitat que puguin
ser autonoms pel que fa a maneig de l'equip i del programari de control, en
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I'optimitzacié de les condicions de treball, en I'adquisicio, tractament i analisi de
dades, en les tasques de manteniment i ajust rutinaris, aixi com en el diagnostic i
solucio de problemes, incidéncies i d’avaries comunes.

Una vegada que els responsables de I'equip i els usuaris s’hagin familiaritzat amb
I'aparell, un técnic formador haura de proporcionar una capacitacié addicional en
aplicacions, i que s’haura de dur a terme dins del primer any de la instal-lacié i posta
en marxa de I'equip. Aquesta formacié haura de contenir:

- Formacioé avancgada en I'is del software EDX.
- Optimitzacié de la preparativa de mostra segons la seva naturalesa.

- Optimitzaci6 de les condicions d’observacié segons la configuracio de I'equip ofert.
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